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Uittreksel 



Sorteer/opslaginrichting voor wafers. Een sorteerinrichting 

wordt verschaft waarbij ten mmste twee cassettes uiul wafers uaiiwe- 

5 zig kunnen zijn en de wafers worden van de ene cassette naar de 
andere cassette of omgekeerd verplaatst. Eventueel kan in de sor- 
teerinrichting een meets tation aanwezig zijn, De cassettes worden 
direct nabij de sorteerinrichting opgeslagen in een daartoe uitge- 
voerd magazijn en verplaatsing van de cassettes wordt met een han- 
10 teerinrichting voor cassettes verwezenlijkt* 
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Sorteer/opslaginrichting voor wafers en werkwijze 
voor het hanteren daarvan. 

De uuderhavige uitvinding heoft betrekking np een sorteerjn- — 

richting voor in cassettes opgeslagen wafers, omvattende een deel 
voor het ontvangen van ten minste twee cassettes alsmede een wafer- 
nan teerinrich ting voor het verplaatsen van de wafers in en uit een 
cassette van en naar die andere cassette. 

Een dergelijke sorteerinrichting is in de stand der techniek 
algemeen bekend. Indien wafers ladingsgewi js behandeld worden, is 
het gebruikelijk testwafers op te nemen in een lading alsmede eina- 
wafers die wel voor "willing" van de lading dienen maar waarbij de 
kwaliteit van de behandeling door de positie in de behandelingsin- 
richting minder is en welke niet of slechts na wijziging verder 
gebruikt kunnen worden. Indien een lading wafers bijvoorbeeld 100 
wafers omvat, worden deze in een aantal cassettes toegevoerd aan de 
betreffende behandelingsinrichting zoals een oven. Dergelijke cas- 
settes bevatten normaliter ongeveer vijf en twintig wafers zodat in 
een dergelijk geval ongeveer vier wafercassettes aan de oven toe- 
gevoerd worden. Een aantal van deze cassettes is uitsluitend gevuld 
met 'product 'wafers. Een aantal cassettes bevat bovendien testwafers 
en de hierboven beschreven eindwafers. 

behalve de sorteerinrichting zijn normaliter aanwezig een apar- 
te oplaginrichting voor cassettes en een of meerdere aparte meetsta- 
tions voor het verrichten van metingen. Dit betekent dat in de stand 
der techniek drie of meer afzonderli jke behuizingen aanwezig zijn 
ieder apart voorzien van een (wafer of cassette) hanteerinrichting 
en een deeltjesvrij milieu, 

Het hanteren van de wafers in de sorteerinrichting en in de 
meetstations vindt plaats in een bijzonder deeltjesvrij milieu. Aan 
dit milieu worden hogere eisen gesteld dan aan een 'clean room' 
waarin transport van wafers in afgesloten dozen plaatsvindt. Vanaf 
het moment dat de transportdoos geopend wordt en de cassette met 
wafers eruit genomen wordt tot aan het moment dat dat de cassette 
met wafers weer in de transportdoos is teruggeplaatst en de trans- 
portdoos gesloten is, dient dit bijzonder deelt jesvri je milieu ge- 
handhaafd te blijven. Door de doos om de wafer cassette van een 
gestandaardiseerde deur te voorzien (SMIF, FOUP) en de cassette met 



deze deur tegen een wand van de sorteerinrichting met een afsluit- 
bare opening te plaatsen en cassettedeur en wandopening gelijktijdig 
te openen wordt een zeer effectieve scheiding tussen clean room en 

wafer buileerruimte bcroilct. Hiordoor kunnen dp pi sen die aan de 

5 clean room worden gesteld omlaag met een dienovereenkomstige bespa- 
ring in de kosten terwijl in het beperkte volume van de sorteerin- 
richting zelf een milieu gehandhaafd kan worden dat aan de strengste 
stofeisen voldoet. Tevens is het mogelijk het milieu van de sorteer- 
inrichting van een inert gas zoals stikstof te voorzien. Hetzelfde 
10 geldt voor het meetstation. Ook daar worden de wafers in een bijzon- 
der deeltjesvrij milieu gehanteerd. Wei dient ieder sorteerstatxon 
en ieder meetstation van een sluismechanisme te worden voorzien. De 
opslag van wafers in de afgesloten cassettes kan onder minder strin- 
gente clean room condities plaatsvinden. 
15 Het is het doel van de onderhavige uitvinding in een eenvoudi- 

ger en goedkoper te vervaardigen sorteer/opslag/meetinrichting te 
voorzien waarbij bovendien het daarvoor noodzakelijke oppervlak 
beperkt kan worden zonder dat echter de doorloopcapaciteit wordt 
verkleind. Tevens moet de flexibiliteit vergroot worden. Dit doel 
20 wordt bij een hierboven beschreven sorteerinrichting verwezenlijkt 
doordat het deel voor het ontvangen van die cassettes aangebracht is 
in een behuizing waarin een opslag voor cassettes alsmede een cas- 
settehanteerinrichting zijn aangebracht. Hierdoor worden de sorteer- 
mogelijkheden sterk vergroot doordat alle cassettes in de opslagin- 
25 richting ter beschikking staan van de sorteerinrichting. Tevens 
kunnen tijdens het sorteren ook de benodigde metingen worden uitge- 
voerd zonder dat transport naar een apart staand meetstation nodig 
is. Hierdoor neemt het aantal hanteerhandelingen af en kan de capa- 
citeit van de inrichting worden vergroot bij verkleining van het 
30 noodzakelijke oppervlak. Wanneer de wafers worden aangevoerd en 
opgeslagen in cassettes in dozen voorzien van een standaard deur 
(SMIF, FOUP) zijn thans ook minder sluismechanismes nodig dan bij de 
drie of meer af zonderli jke behuizingen volgens de stand der tech- 
niek. Indien in een bepaalde cassette steeds bepaalde soorten wafers 
35 aanwezig zijn. is het mogelijk door het wisselen van dergelijke 
cassettes in een ahdere cassette die bij de sorteerinrichting aanwe- 
zig is een lading naar wens samen te stellen. Het is vanzelfsprekend 
ook mogelijk in een opslagcassette verschillende soorten wafers aan 
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te brengen zodat verwisseling bij de sorteerinrichting minder fre- 
quent is. 

Het is mogelijk dat de sorteerinrichting meer dan twee casset- 
tes gelijktijdig bedient. — " 

5 Volgens een van voordeel zijnde uitvoering van de uitvinding 

omvat de ruinate waarin het sorteren uitgevoerd wordt een meetstation 
of is een meetstation daaraan grenzend aangebracht. Een dergelijk 
meetstation kan bijvoorbeeld uitgevoerd zijn voor het testen van 
laagdiktes van de behandelde wafers, het meten van de hoeveelheid 
10 vreemde ongewenste deeltjes die op/in de wafers aanwezig zijn en 
dergelijke. 

De cassette hanteerinrichting kan de cassettes verplaatsen 
vanuit de inbrengpositie naar de opslag of naar een draaiplateau. 
Het draaiplateau brengt de cassette in de juiste positie voor het 

15 sluismechanisme via welke de cassette in werkzaam verband met de 
waferhanteerrobot wordt gebracht. 

De opslag voor cassettes kan elke in de stand der techniek 
bekende constructie omvatten zoals een roteerbaar magazijn. 

De uitvinding heeft eveneens betrekking op een werkwijze voor 

20 het samenstellen van een (deel van een) lading wafers toe te voeren 
aan een behandelingsinrichting voor wafers, omvattende het plaatsen 
van ten minste twee cassettes met wafers in werkzaam verband met een 
waferhanteerinrichting en het door die waferhanteerinrichting uit- 
voeren van een sorteerhandeling door het verplaatsen van wafers van 

25 een cassette naar de andere en omgekeerd. Volgens de uitvinding 
wordt deze werkwijze gekenmerkt doordat ten minste een van die cas- 
settes afkomstig is van een cassetteopslag, en waarbij verplaatsing 
van die cassettes van die opslag naar het sorteerstation in een 
behuizing plaatsvindt. 

30 Volgens een van voordeel zijnde uitvoering van deze werkwijze 

wordt tijdens de sorteerhandeling de wafer aan een meting onderwor- 
pen. Onder "tijdens" wordt eveneens direct voorafgaande aan of di- 
rect aansluitend op de sorteerhandeling verstaan. 

De uitvinding zal hieronder nader aan de hand van een construc- 

35 tie volgens de stand der techniek en een uitvoeringsvoorbeeld vol- 
gens de uitvinding verduideli jkt worden. Daarbij tonen: 

Fig. la-c zeer schematisch een aantal inrichtingen volgens de 
stand der techniek; 



Fig. 2 perspectivisch schematisch een sorteer/opslaginrichting 
volgens de uitvinding; en 

Fig, 3 in bovenaanzicht de verschillende delen van deze inrich- 
ting volgens de uitvinding. 
5 In fig. la is met 40 een sorteerinrichting aangegeven. Deze 
bestaat uit een zeer schematisch afgebeeld deel waar de cassettes 12 
en 13 aangebracht zijn alsmede een door een cirkel 4l aangegeven 
hanteerinrichting voor wafers. Daarmee worden bijvoorbeeld wafers 
uit cassette 12 verwijderd en in cassette 13 geplaatst in een zoda- 
10 nige volgorde als gewenst. 

In fig. IB is een opslaginrichting 42 getoond. Met 43 is een 
opslag aangegeven en met 45 een cassette hanteerrobot . Met cassette- 
hanteerrobot worden cassettes 12, 13 vanuit de inbrengpositie in 

opslag 43 gebracht. 

15 Fig. 1C toont een meets tation 44 met een schematisch afgebeelde 

meetcel 45- Wafers uit de cassette 12 worden in meetcel 16 aan een 
bepaalde meting onderworpen. 

Voor het uitvoeren van een behandeling in bijvoorbeeld een oven 
zoals een neerslagproces op een wafer, worden eerst, indien nodig, 

20 in 6§n of meerdere meetstations 44 metingen uitgevoerd aan test- 
wafers, bijvoorbeeld het aantal aanwezige stofdeeltjes v66r de be- 
handeling. Vervolgens wordt in inrichting 40 een lading samenge- 
steld. Daarvoor noodzakeli jke cassettes 12 met verschillende wafers 
zijn afkomstig uit opslag 42. Na het uitvoeren van de betreffende 

25 behandeling worden de wafers weer gesorteerd in station 40 en opge- 
slagen in station 42. De testwafers worden gemeten in een of meerde- 
re meetstations 44. 

Transport tussen de verschillende stations vindt plaats in de 
cassettes 12,13 en wordt verzorgd door verschillende operators of 

30 door een cassette transport systeem. 

In fig. 2 en 3 is de enkele inrichting volgens de onderhavige 
uitvinding getoond die bovenstaande inrichtingen combineert en de 
gecompliceerde handelingen aanzienlijk vereenvoudigt en een doelma- 
tiger hantering van de wafers op een veel kleiner oppervlak mogelijk 

35 maakt. 

In deze figuren 2, 3 is met 1 een sorteer/opslaginrichting 
volgens de onderhavige uitvinding aangegeven. Deze is aangebracht in 
een behuizing 2. Deze behuizing 2 wordt bij voorkeur zelf geplaatst 



in een niet afgebeelde ruinate zoals een "clean room". 

Zoals uit fig. 2 en 3 blijkt t is de behuizing voorzien van een 
scheidingswand 4. Scheidingswand 4 voorziet in een scheiding tussen 
kamer 2j en kam er 22. In kamer 23 bevindt zich ee n cass e ttehante e r - — 
5 inrichting 25 zoals een robot en een magazijn 8 voor cassettes, 
Verbinding met kamer 22 wordt verwezenli jkt via afsluitbare opening 
37 die zodanig uitgevoerd is dat bij het daartegenaan plaatsen van 
cassette 18 > zowel deze cassette als die opening 37 geopend worden . 
Daardoor is het mogelijk dat de waferhanteerinrichting of waferrobot 

10 2k aangebracht in kamer 22 wafers uit de betreffende cassette haalt 
of daarin plaatst. Deze waferhanteerrobot 24 kan zowel in het hori- 
zontale vlak als het verticale vlak bewegen en wordt gestuurd door 
sturing 20. Binnen een kamer 22 kan elke gasatmosfeer naar wens 
aangebracht worden zoals een zuivere stikstofatmosfeer om enige 

15 aantasting van de wafers te vermijden en kan het aantal deeltjes nog 
verder verminderd worden. 

Grenzend aan kamer 22 bevinden zich bovendien een of meerdere 
meets tations. Ieder meetstation kan een of meerdere verschillende 
parameters bepalen zoals de laagdikte neergeslagen materiaal op de 

20 wafer, de chemische en/of fysische toestand daarvan, het aantal 
stofdeeltjes op de wafer en dergelijke. Zoals uit fig. 3 Blijkt, 
kunnen op meerdere posities meetstations in werkzaam verband met de 
waferhanteerrobot geplaatst worden. Bovendien blijkt uit fig. 2 Dat 
wanneer de hoogte van de meetstations beperkt is er binnen het be- 

25 reik van de waferhanteerrobot twee of meer meetstations boven elkaar 
kunnen worden geplaatst. 

Deze cassettes 18 zijn aangebracht op een draaiplateau 30. Met 
behulp van cassettehanteerinrichting 25 kunnen cassettes vanaf dit 
draaiplateau 30 naar opslag 8 verplaatst worden. Deze cassettehan- 

30 teerrobot 25 bestaat uit een gelede arm 31 alsmede een hoogtever- 
stelling 35. Opslag 8 omvat een roteerbare cilindervormig magazijn 
voorzien van opnames 26 op verschillende niveaus 27 voor het daarin 
ontvangen van cassettes 17. Cassettes 12, 13. 17 en 18 zijn vanzelf- 
sprekend identiek. Opslag 8 is roteerbaar uitgevoerd. Daardoor en 

35 door het in hoogte verstelbaar zijn van de cassetterobot 25 kan elke 
cassette uit de opslag op het met twee verdiepingen uitgevoerde 
draaiplateau 30 gebracht worden. Begrepen zal worden dat plateau 30 
een groter aantal niveaus kan hebben. 



Bij binnenkomst worden de cassettes 12 en 13 in de inbreng/uit- 
voerpositie 33 gebracht. Vanuit die positie is het mogelijk zoals in 
fig. 3 schematisch aangegeven is, bijvoorbeeld cassette 13 in ppslag 

18 8 te plaatsen of rechtstreeks over te Drengen naar draaiplttUsou 

5 30. 

Ruimte 23 kan bij gebruik van zogenaamde FOUP's, d.w.z. casset- 
tes die normaliter de inhoud daarvan afsluiten en slechts bij con- 
tact met scheidingswand 4 geopend worden dezelfde atmosfeer hebben 
als de omgeving bijvoorbeeld clean room omstandigheden en behoeft 
10 niet te voldoen aan de hogere eisen die gesteld worden bij het sor- 
teren van de wafers aan deelt jesconcentratie en dergelijke. 

De hierboven beschreven inrichting werkt als volgt. Indien 
bijvoorbeeld cassette 13 d±e leeg is voorzien moet worden van een 
bepaalde opeenvolging van verschillende soorten wafers voor behande- 
15 ling in bijvoorbeeld een oven wordt deze met behulp van cassettehan- 
teerrobot 25 op draaiplateau 30 geplaatst. Na rotatie van draaipla- 
teau 30 bevindt cassette 13 zich in de positie van cassette 18. 
Vervolgens wordt deze geopend. Daarna of daarvoor of gelijktijdig is 
ervoor gezorgd dat op het andere niveau van draaiplateau 30 zich een 
20 cassette bevindt met ten minste een gewenste wafer. Daartoe kan het 
bovendeel van draaiplateau 30 onafhankelijk bewegen van benedendeel 
van draaiplateau 30. Rotatie van draaiplateau 30 wordt evenals bewe- 
ging van de sorteerinrichting 24 , opslag 8 en cassettehanteerinrich- 
ting 25 beheerst door sturing 20. Vervolgens wordt de gewenste wafer 
25 met behulp van waferhanteerinrichting 24 in cassette" 18 geplaatst. 
Indien andere wafers noodzakelijk zijn en niet aanwezig zijn in de 
gebruikte voorraadcassette wordt deze voorraadcassette verwisseld 
door een andere die afkomstig kan zijn uit opslag 8. Zo wordt een 
gewenste lading in cassette 18 samengesteld en weer afgevoerd met 
30 behulp van cassettehanteerinrichting 25. 

Na beeindiging van de behandeling kan de betreffende cassette 
via hanteerinrichting 25 weer op draaiplateau 30 gebracht worden en 
met behulp van waferhanteerinrichting 2k een wafer aan hetzij het 
bovenste hetzij het onderste meetstation 16 toegevoerd worden. Be- 
35 halve een meetstation kan een station aanwezig zijn voor het lezen 
van de wafer-identificatiecode en een voor de waferorigntatie . Ver- 
schillende soorten metingen aan verschillende soorten testwafers of 
verschillende soorten metingen aan dezelfde testwafer zijn mogelijk. 



Met de onderhavige uitvinding wordt de logistiek van de testwa- 
fers aanzienlijk beperkt. Immers, deze hoeven niet langer langs de 
verschillende meetstations te gaan en de opslag/sorteerinrichting is 
multxfunctioneel . — Behalve vuurdeleu op h e t gebi e d van d e bchuizing 
5 en de daarin aanwezige atmosfeer is het eveneens mogelijk de automa- 
tisering te vereenvoudigen. Immers, het aantal wafer/cassettehan- 
teerrobots kan beperkt worden evenals de kostbare sturing 20 daar- 
van. 

Hoewel de uitvinding hierboven aan de hand van een voorkeurs- 
10 uitvoering beschreven is, zal begrepen worden dat daaraan talrijke 
wijzigingen aangebracht kunnen worden zonder buiten het bereik van 
de onderhavige conclusies te geraken. Zo is het mogelijk de opslag- 
inrichting op enige andere in de stand der techniek bekende wijze 
uit te voeren. Bovendien kunnen inrichtingen aanwezig zijn voor het 
15 bepalen van de positie van de wafer op de waferhanteerrobot . 
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Conclusies 

1. Sorteerinrichting (1) voor in cassettes opgeslagen wafers, 
omvattende een deel voor het ontvangen van ten minste twee cassettes 

(18,19) alsmede een waferhanteerinrichliug .(2*0 voor het verplaatsen 

5 van de wafers in en uit een cassette van en naar die andere casset- 
te, met het kenmerk . dat het deel voor het ontvangen van die casset- 
tes aangebracht is in een behuizing (2) waarin een opslag (8) voor 
cassettes alsmede een cassettehanteerinrichting (25) zijn aange- 
bracht . 

10 2. Sorteerinrichting volgens conclusie 1, waarbij die waferhan- 

teerinrichting (24) in een ten opzichte van die behuizing (2) af- 
dichtbare ruimte (22) is aangebracht. 

3. Sorteerinrichting volgens een van de voorgaande conclusies, 
waarbij die ruimte (22) een meets tation (16) omvat. 

15 l\. Sorteerinrichting volgens een van de voorgaande conclusies, 

waarbij het deel voor het ontvangen van ten minste twee cassettes 
een draaiplateau (30) omvat. 

5. Sorteerinrichting volgens een van de voorgaande conclusies, 
waarbij die opslag (8) voor cassettes een roteerbaar magazijn omvat. 

20 6. Werkwijze voor het samenstellen van een (deel van een) la- 

ding wafers toe te voeren aan een behandelingsinrichting voor wa- 
fers, omvattende het plaatsen van ten minste twee cassettes met 
wafers in werkzaam verband met een waferhanteerinrichting en het 
door die waferhanteerinrichting uitvoeren van een sorteerhandeling 

25 door het verplaatsen van wafers van een cassette naar de andere en 
omgekeerd, met het kenmerk . dat ten minste een van die cassettes 
afkomstig is van een cassetteopslag, en waarbij verplaatsing van die 
cassettes van die opslag naar het sorteerstation in een behuizing 
plaatsvindt . 

30 7. Werkwijze volgens conclusie 6, omvattende het tijdens de 

sorteerhandeling testen van die wafers. 
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